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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　機械洗浄装置内部の洗浄プロセスを監視する装置であって、
　前記洗浄プロセスの物理的および／または機械的パラメータを測定するセンサ手段と、
　測定した前記パラメータを前記装置内に記録する記録手段と、
　洗浄液を前記センサ手段を通して案内する手段と、
　前記洗浄液と前記センサ手段の間の一定の接触時間を決定する手段と、を備え、
　前記センサ手段が前記装置の中心キャビティに配置され、入口チャネルが前記中心キャ
ビティを周囲と連結し、
　前記中心キャビティがさらに、出口チャネルにより周囲と連結し、
　前記入口チャネルおよび前記出口チャネルが曲流する溝部によって相互に連結され、前
記中心キャビティが前記曲流する溝部に隣接し、
　前記装置が、前記機械洗浄装置の洗浄室内に配置可能であることを特徴とする、装置。
【請求項２】
　機械洗浄装置内部の洗浄プロセスを監視するために、前記機械洗浄装置の洗浄室内に配
置可能な装置であって、
　前記洗浄プロセスの物理的および／または機械的パラメータを、前記洗浄室の内側から
測定するセンサ手段と、
　測定した前記パラメータを前記装置内に記録する記録手段と、
　洗浄液を前記センサ手段を通して案内する手段と、
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　前記洗浄液と前記センサ手段の間の一定の接触時間を決定する手段と、を備え、
　前記センサ手段が前記装置の中心キャビティに配置され、入口チャネルが前記中心キャ
ビティを周囲と連結し、
　前記中心キャビティがさらに、出口チャネルにより周囲と連結し、
　前記入口チャネルおよび前記出口チャネルが曲流する溝部によって相互に連結され、前
記中心キャビティが前記曲流する溝部に隣接することを特徴とする、装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
（発明の分野）
本発明は、洗浄プロセスの物理的および／または機械的パラメータを測定するセンサ手段
と、測定したパラメータを監視装置内に記録する記録手段とを備える、機械洗浄装置内部
の洗浄プロセスを監視する装置に関する。
【０００２】
「機械洗浄装置」という表現で、物体を洗浄する装置がそれぞれ、少なくとも機械的動作
に基づいて機能していることを意味する（しかし、例えば化学的または生物学的動作など
の他の動作を除外するわけではない）。このような洗浄装置の例としては、器物洗浄装置
を挙げることができるが、例えば洗濯物など他の物体を洗浄する装置も意図したものであ
る。さらに、「物理的」とは、生物学的および化学的という意味も含むものとして理解さ
れたい。
【０００３】
（発明の背景）
機械洗浄装置の操作を最適化することが、ますます重要な顧客の要望となってきている。
このような最適化により、得られる装置の性能を最適化することができるだけでなく、材
料の使用法の改善、エネルギー消費の低減、および環境汚染の低減など、他の要因を考慮
に入れることができるようになる。このような洗浄装置の操作を最適化することができる
かどうかが、ますます重要な経済的要因の構成要素となることは明らかである。このよう
な最適化の第１の工程として、洗浄プロセスを規定するパラメータを決定する必要がある
。
本発明の目的はこのような決定が可能な改良型装置を提供することである。
【０００４】
（発明の定義）
したがって、本発明では、この監視装置は洗浄液をセンサ手段を通して案内する手段と、
洗浄液とセンサ手段の間の一定の接触時間を決定する手段とを備えることを特徴とする。
その結果、上記のパラメータは効果的な方法で決定することができるが、それにも関わら
ず時々この監視装置は洗浄液と短時間接触する。
【０００５】
（発明の詳細な説明）
本発明の監視装置は、工業用および家庭用の異なる洗浄プロセスに適用することができる
。したがって、洗浄プロセスは、監視装置が洗浄機の回転ドラム内に導入された、家庭用
洗濯物洗浄プロセスである可能性がある。もう１つの可能性としては、洗浄プロセスは、
監視装置がトンネル型洗浄機内に導入された、工業用洗濯物洗浄プロセスである。この後
者の場合、この監視装置はトンネル全体を通して洗濯物を追跡し、それによって洗浄プロ
セスの異なる段階全てにおいて測定を行う。
【０００６】
しかし、本発明の監視装置は洗濯物洗浄プロセスだけでなく、器物洗浄プロセスにも適用
することができる。したがって、洗浄プロセスは、監視装置が器物洗浄器内に導入される
家庭用器物洗浄プロセスであるだけでなく、この洗浄プロセスは、監視装置が工業用器物
洗浄機のコンベヤ・ベルト上に導入され、コンベヤ・ベルトと一緒に移動する、工業用器
物洗浄プロセスである可能性もある。この点では、「器物」という表現は、これ以外のも
ので、食器、ボトル（ガラスおよびプラスチック）、深鍋、平鍋などを含むものとして理
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解される。
【０００７】
この監視装置の好ましい実施形態では、センサ手段は監視装置の中心キャビティ内に配置
され、入口チャネルが中心キャビティにより周囲と連結している。
中心キャビティ内で、センサ手段が損傷に対して保護されているが、それにも関わらず入
口チャネルによりセンサ手段が洗浄液に露出している。中心キャビティはさらに、十分な
接触時間の一助となっている。
また、入口チャネルは入口漏斗を備えることが可能である。このような漏斗により洗浄液
の監視装置内への流入が促進される。
さらに、入口チャネルをフィルタで覆う一実施形態が提唱されている。このようなフィル
タは、固体を洗浄液から物理的に遮断して、センサ手段が汚損するのを回避することがで
きる。
中心キャビティがさらに出口チャネルにより周囲と連結すると、センサ手段と接触する洗
浄液は確実に継続して補給される。
洗浄液とセンサ手段の間の一定の接触時間を決定する手段を異なる方法で最適化すること
ができる。第１の可能性として、出口チャネルの断面は入口チャネルの断面より小さい。
しかし、出口チャネルに妨害手段を設けることも可能である。
【０００８】
さらに、もう１つの可能性として、入口チャネルおよび出口チャネルは曲流する溝部によ
って相互に連結しており、中心キャビティが曲流部に隣接している。
本発明の監視装置の好ましい実施形態では、入口チャネルは監視装置の略中心に延在し、
出口チャネルは中心キャビティから径方向外側に延在する周方向スロットを備える。洗浄
液は、入口チャネルを通って中心方向に（軸方向に）監視装置に流入し、センサ手段を備
える中心キャビティに至る。そこから洗浄液は監視装置から径方向に流出する。
本実施形態では、中心キャビティが中心キャビティを出口チャネルから部分的に分離させ
る横桟で囲まれている場合、上述の接触時間をさらに延ばすことができる。この接触時間
もスロットの幅によって決定される。
【０００９】
極めて特殊な実施形態では、入口チャネルをボトルに類似する形に形成する。したがって
、ボトル型洗浄器内部の洗浄プロセスを再現し監視することができる。その最も簡単な形
態では、底のないボトルはセンサ手段を支持するベースの上部に配置される。洗浄液の出
口手段を設けて、ボトルが溢れるのを防ぐ必要がある。
監視装置が監視装置を機械洗浄装置に取り付ける取付手段を備えている場合、この監視装
置は洗浄装置を通って所定の経路をたどることができる。
監視装置のもう１つの実施形態を説明すると、この装置は実質的に平面形を有する診断ラ
ックの一部である。このような診断ラックは工業用食器洗浄器において特に有用である。
例えば、診断ラックがさらに１列のセンサ手段を備えている場合、洗浄装置内の幅方向位
置で両方とも変化する温度および機械的動作などの二次元監視が可能になる（例えば、洗
浄液用のスプリンクラの位置および機能をこの方法で効果的に監視することができる）。
【００１０】
洗浄プロセスに関する追加情報を得るためには、診断ラックはさらに板などの標準的に汚
損されたベースを備え、他の装置に対する洗浄装置の性能をベンチマークテストすること
が可能になる。浄化度合により性能等級が与えられ、残っている汚物のパターンから追加
情報を得ることができる。
前述の手段とは別に、この監視装置はその操作を向上させる他の手段を備えていてもよい
。全てではないが、記載した時間の測定手段（タイマーまたは時計）、監視装置に動力を
供給する手段、および連結部に近接して測定したパラメータを読み出す手段を設けること
ができる。機械的パラメータは、これ以外のもので、（例えば、それぞれ洗浄液の噴射の
衝撃および監視装置の移動用の）力と加速度を含んでいてもよい。物理的パラメータは、
これ以外のもので、濃度、伝導率、ｐＨ、混濁度、レドックス、ｐＣａ、ｐＮａ、および
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ＥＣを含んでいてもよい。動的表面張力センサの使用も意図するものである。
【００１１】
図面を参照して本発明を説明する。ここで、本発明による監視装置の実施形態を示す。
図１に示す機械洗浄装置内部の洗浄プロセスを監視する装置は、中心キャビティ４から径
方向外側に延在した周方向スロット３によって分離された上側ハウジング部１および下側
ハウジング部２を備える。上側ハウジング部１および下側ハウジング部２は相互に連結し
、ディスタンス・ピン５により一定の距離に保持される。さらに、接地ピン６を示す。
中心キャビティ４は、入口漏斗８を備える入口チャネル７により周囲と連結している。さ
らに、フィルタ・リング１０で上側ハウジング部１に取り付けられたフィルタ９が、入口
チャネル７の入口漏斗８を覆っている。
中心キャビティ４内に、これ以外に、洗浄プロセスの物理的および／または機械的パラメ
ータを測定するセンサ手段を配置する。これらのセンサ手段のうち、図１には突出した温
度センサ１１をはっきりと示す。この温度センサ１１と、図示しないが他のセンサ手段は
、入口漏斗８と入口チャネル７を通って中心キャビティ４に流入する洗浄液がこれらのセ
ンサ手段に接触するように、センサ・カートリッジ１２内に配置される。その後、洗浄液
はスロット３を通って監視装置から離れる。
【００１２】
中心キャビティ４は、出口チャネルとして機能するスロット３から中心キャビティ４を部
分的に分離させる横桟１３に囲まれている。横桟１３の大きさと、さらにスロット３の大
きさにより、スロット３を通る洗浄液の流量が決まり、したがって洗浄液とセンサ手段の
間の接触時間も決まる。これ以外でも、ディスタンス・ピン５の長さを修正することによ
り、この流量を修正することができる。したがって、監視装置が洗浄液中に短時間しか留
まらない場合でも、センサ手段と流入する洗浄液の間の十分な接触時間が保証される。
下側ハウジング部２の内部１４は中空であり、監視装置のいくつかの構成部品を収納する
。この構成部品としては、測定したパラメータを記録する記録手段、監視装置に動力を供
給するエネルギー手段、タイマーまたは時計などの経過時間を測定する手段、および連結
部に近接する記録手段内に記憶された情報を読み出す手段などが挙げられる。例えば、セ
ンサ手段で測定したパラメータは、変更手段、例えば誘導リンクにより外部装置（図示せ
ず）と交換される。この誘導リンクを使用して、監視装置が外部装置と相互に作用すると
きに、監視装置の電池などのエネルギー手段を自動的に再充電することもできる。このよ
うな場合、電池は再充電可能である。
【００１３】
図２に、本発明による監視装置の第２の実施形態を略図として図示する。入口漏斗１６を
備える入口チャネル１５は、曲流する溝部１７により出口チャネル１８と連結する。洗浄
液の流れを矢印１９で示す。
曲流する溝部１７の中心部は、図１の実施形態の下側ハウジング部２に対応するハウジン
グ２１に囲まれた、センサ手段２０と接触する。
曲流する溝部１７が流れの制限を作り出し、したがって洗浄液とセンサ手段２０の間の一
定の接触時間が可能になる。さらに、図２から分かるように、出口チャネル１８の断面は
入口チャネル１５の断面より小さい。このことも、一定の接触時間を得るのに役立つ。所
望の接触時間を実現するもう１つの方法は、出口チャネル１８に妨害手段（図示せず）を
設けることである。
【００１４】
図２の監視装置は、機械器物洗浄装置または食器洗浄器内部の洗浄プロセスを監視するの
に特に有用である。
図３は、本発明による監視装置の別の実施形態の基本的特徴を極めて単純化して図示する
。図１の下側ハウジング部２に相当し、センサ手段（図示せず）を備えるベース２２を設
ける。前記ベースの上部には、入口チャネル２４を画定するボトル状部２３が配置される
。出口チャネル２５はボトル状部２３の下部とベース２２の間に画定される。
【００１５】
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。ボトル状部２３は洗浄するボトル内部の状態をシミュレーションする。ちなみに、ボト
ル状部２３は実際に、その底部を取り除いたボトルであってもよい。
最後に、診断ラック２６を平面図で示した図４を参照する。この診断ラック２６は、機械
器物洗浄装置のコンベヤ・ベルト上に置かれ、洗浄する器物と同じように洗浄装置を通っ
てコンベヤ・ベルトと一緒に移動するようになっている。センサの２本の平行列２７、２
８（例えば、温度センサと圧力センサ）が、診断ラック２６に沿って平行に延びる。空間
２９を、例えば前述の図の１つに示すように、その他のセンサ、エネルギー手段、および
記録手段もしくは監視装置に設ける。ラック（２６）はまた、図１に示す本発明による監
視装置をラックに取り付ける手段（図示せず）を含む。
【００１６】
このような診断ラックの重要性を以下に示す。洗浄装置を通って移動している間、測定さ
れるパラメータは変化する。しかし、これらのパラメータはコンベヤ・ベルトの幅にわた
って変化することもできる。というのは、例えば洗浄液用スプリンクラを任意選択で配置
することができないため、または壁面効果によるものである。これによって、例えば温度
および機械的動作の二次元スキャンが、センサの列２７、２８によって行われる。このこ
とにより、洗浄装置内部の洗浄プロセスを明視化する良い方法が得られる。さらに詳細に
は、このスキャンにより、（ラックが洗浄装置を通って移動する期間中）時間の機能とし
て洗浄装置の幅にわたって測定したパラメータ値に関する情報が提供される。
【００１７】
洗浄される器物の表面上の温度と、特に機械的動作はセンサ列２７、２８によって測定さ
れた値と異なっていてもよいので、別の板３０に温度センサおよび力センサを備えること
を提唱する。さらに、標準的に汚損された板３１を診断ラック２６上に置くことにより、
特定の機械器物洗浄装置の浄化性能を他の装置に対してベンチマークテストすることがで
きる。このような標準的に汚損された板３１の浄化度合により性能等級が与えられ、残っ
ている汚物のパターンから追加情報を得ることができる。
最後に、図４は遮蔽板３２および顧客の汚損された板３３を示す。
本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の範囲内において広く変更す
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による監視装置の第１の実施形態を示す一部切り取った斜視図である。
【図２】　本発明による監視装置の第２の実施形態を示す略図である。
【図３】　本発明による監視装置の第３の実施形態を示す略図である。
【図４】　本発明による監視装置の第４の実施形態を示す略平面図である。
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